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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Властивості модифікованих вуглецевих плівок та шаруватих структур на основі кремнію

2. Properties of modified carbon films and Si-based layered structures

Реферат:
1. Досліджено властивості алмазоподібних та алмазних плівок, шаруватих структур на основі кремнію та
механізми їх модифікації під дією різних обробок. Встановлено механізм збільшення твердості
алмазоподібних плівок при високодозовій імплантації йонів азоту. Вперше низькотемпературним методом
піролізу з використанням надзвукового плазмового потоку синтезовано алмазні плівки на підкладинках Si та
досліджено їх властивості. Досліджено процес йонно-імплантаційного формування кремнійової шаруватої
структури з прихованим шаром SiC та запропоновано механізм стимулюючої дії домішки кисню.
Запропоновано нові типи гетерів для кремнію та проаналізовано механізми їх дії. Продемонстровано
практичне застосування отриманих результатів на прикладі сонячних елементів.

2. Properties of diamond-like and diamond films, Si-based layered structures, and mechanisms of the film
modification under action of different treatments were studied. The mechanisms of hardness drastic increasing for
the films subjected to high-dose nitrogen implantation has been established. For the first time using low-
temperature supersonic arcjet method diamond films on Si substrates are synthesied. The process of ion-beam



induced formation of Si layered structures with a buried SiC layer was investigated and the mechanism of oxygen-
stimulated effect has been proposed. New getters for silicon were proposed and the mechanisms of their action
were analysed. Practical application of the results obtained have been demonstrated for silicon solar cells.
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